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Ref lexionsphotometrisches Analysesystem 
Beschreibung 

5 Die Erfindung betrifft ein ref lexionsphotometrisches 
Analysesystem mit einem eine Strahlungsquelle und ei- 
nen Strahlungsdetektor umfassenden Messkopf zur re- 
f lektometrischen Untersuchung einer im Abstand von dem 
Messkopf angeordneten Zieloberf lache eines Testob- 
10 jekts, insbesondere eines Test streif ens fur Korper- 
f lussigkeiten wie Urin oder Blut . Die Erfindung be- 
trifft weiter ein entsprechendes Messverf ahren . 

Systeme dieser Art werden speziell im Bereich der kli- 
15 nischen Analytik eingesetzt, urn mittels Teststreifen 
die Anwesenheit und Konzentration bestimmter Analyten 
in einer Probenf liissigkeit zu bestimmen. Dabei wird in 
automatisch arbeitenden Geraten eine spektroskopische 
Untersuchung der von bestrahlten Testfeldern der Test- 
20 streifen ref lektierten Strahlung durchgef uhrt . Fur die 
ref lektometrische Messung kritisch ist ein gleich 
bleibender Messabstand, wobei zu berucksichtigen ist, 
dass die Testfelder unterschiedliche Hohen aufweisen 
und durch Aufsaugen der Probef liissigkeit unterschied- 
25 lich aufquellen konnen. Hier wurde der Versuch unter- 
nommen, durch den Einsatz einer langbrennweitigen und 
stark abgeblendeten sowie senkrecht auf die Zielober- 
flache ausgerichteten Empf angsoptik die Abstandsabhan- 
gigkeit zu verringern. Dies bedingt jedoch einen gro- 
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Sen Platzbedarf und geringe Signalstrome des einge- 
setzten Photodetektors , deren messtechnische Aufberei- 
tung aufwendig ist. 

5 In ahnlichem Zusammenhang wurde in der JP-A 03-166738 
(Verof f entlichungsnummer 10948/1993) bereits ein Sen- 
sor zur Distanzmessung und eine Kontrolleinheit zur 
Einstellung der Messdistanz vorgeschlagen. Dort ist 
allerdings nichts uber das Funktionsprinzip der Ab- 

10 standserf assung offenbart. Problematisch ist allge- 

mein, dass die Oberf lacheneigenschaf ten von Teststrei- 
fen durch die Beauf schlagung mit Probenf lussigkeit 
stark schwanken konnen, da sowohl nahezu trockene, 
raue Oberflachen als auch nasse und damit glanzende 

15 Oberflachen vorliegen konnen. 

Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Aufgabe 
zugrunde, die im Stand der Technik auf getretenen 
Nachteile zu vermeiden und ein Analysesystem und ein 
2 0 Verfahren der eingangs angegebenen Art dahin zu 

verbessern, dass eine hohe Messgenauigkeit auch bei 
veranderlichem Hohenverlauf der Zieloberf lache er- 
reicht wird. Insbesondere soli eine zuverlassige Kon- 
trolle des Messabstands ermoglicht werden. 

25 

Zur Losung dieser Aufgabe wird die im Patentanspruch 1 
bzw. 18 angegebene Merkmalskombination vorgeschlagen. 
Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der 
Erfindung ergeben sich aus den abhangigen Anspruchen. 
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Die Erfindung geht von dem Gedanken aus, eine Anderung 
des Messabstands durch eine entsprechende Strahlen- 
ganganderung ortsauf losend zu detektieren. Dement spre- 
chend ist erf indungsgemaS eine auf der Basis optischer 
5 Triangulation arbeitende Triangulationseinheit zur be- 
ruhrungslosen Prufung des Abstandes des Messkopfs zur 
Zieloberf lache vorgesehen. Damit kann der Einfluss von 
Hohenschankungen der Zieloberf lache auf einfache Weise 
eliminiert werden, ohne dass der Wirkungsgrad des pho- 

10 tometrischen MeBsystems beeintrachtigt wurde. Dabei 
konnen beliebige und insbesondere auch vollig diffus 
ref lektierende MeSstellen auf der Zieloberf lache abge- 
tastet werden. Das Triangulationsverf ahren besitzt ei- 
ne hohe Abstandsauf losung und kann bei Positionierbe- 

15 wegungen weitgehend in Echtzeit arbeiten. 

Vorteilhaf terweise weist die Triangulationseinheit ei- 
nen in einer Einf allsachse auf die Zieloberf lache ge- 
richteten Lichtsender und einen in Richtung einer Emp- 

20 fangsachse gegen die Zieloberf lache weisenden Licht- 
empf anger auf. Dabei ist es fur Ref erenzmessungen 
giinstig, wenn die Einfalls- und Empf angsachse sich in 
einem Ref erenzpunkt unter einem vorgegebenen Winkel 
schneiden, wobei der Ref erenzpunkt eine Sollposition 

25 der Zieloberf lache def iniert . 

Urn bevorzugt diffus riickgestreutes Licht zu erfassen, 
ist es von Vorteil, wenn die Einf alls- und Empfang- 
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sachse gegenuber einem Lot auf der Zieloberf lache un- 
terschiedliche Winkel einschlieSen . 

Um die mit der Abstandsanderung korrelierte Lichtaus- 
5 lenkung zu erfassen, sieht eine bevorzugte Ausfuhrung 
vor, dass der Lichtempf anger einen quer zur Empfang- 
sachse ortsauf losenden Sensor aufweist. Vorteilhaf ter 
weise kann hier ein PSD-Sensor (Position Sensing De- 
tector) , CCD-Sensor (Charge Coupled Device) Oder Mehr 
10 element -Diodensensor Anwendung finden. 

In besonders einfacher Ausgestaltung weist der Licht- 
empfanger als Doppelsensor zwei vorzugsweise symmet- 
risch zur Empf angsachse seitlich nebeneinander ange- 
15 ordnete Einzelsensoren, insbesondere Einzeldioden auf 
Damit lassen sich Abstandsvariationen durch resultie- 
rende Beleuchtungsunterschiede der Einzelsensoren er- 
fassen. 

2 0 Eine weitere vorteilhaf te Ausfuhrung sieht vor, dass 
der Lichtempf anger eine mit ihrer optischen Achse die 
Empf angsachse definierende Sammeloptik zur Bundelung 
des von der Zieloberf lache ref lektierten Lichts auf- 
weist, und dass der Licht sender eine Lichtquelle, ins 

2 5 besondere eine Punktlichtquelle und eine mit ihrer op 
tischen Achse die Einf allsachse definierende Kollima- 
toroptik zur Erzeugung eines auf die Zieloberf lache 
auf tref f enden Lichtbiindels aufweist. 
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GemaS einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der Er- 
findung besitzt der Lichtsender eine Modulationsstuf e 
zur zeitlich veranderlichen, vorzugsweise impulsformi- 
gen Ansteuerung einer Lichtquelle. Damit kann eine die 
5 Toleranzkompensation des Ref lektionsgrads verbessert 
und die Nachweiselektronik vereinfacht werden. Hierfur 
ist es gunstig, wenn der Lichtsender einen Flankenge- 
nerator zur Erzeugung von nichtlinear, vorzugsweise 
exponent iell ansteigenden oder abfallenden Lichtimpul- 
10 sen aufweist. 

Vorteilhaf terweise besitzt die Triangulationseinheit 
eine Signalverarbeitungsschaltung zur Ermittlung von 
Abstandsanderungen gegenuber einer Ref erenzposition 

15 der Zieloberf lache . Urn Positionsanderungen auf eine 
Zeitmessung zuruckfuhren zu konnen, ist es von Vor- 
teil, wenn die Signalverarbeitungsschaltung einen Kom- 
parator und einen Zeitgeber zur Bestimmung des zeitli- 
chen Abstands vorgegebener Signalamplituden von Aus- 

20 gangssignalen der Triangulationseinheit aufweist. 

Eine weitere bevorzugte Ausfuhrung sieht eine mit der 
Triangulationseinheit zusammenwirkende Regeleinrich- 
tung zur Einstellung einer vorgegebenen Abstandes zwi- 
25 schen Zieloberf lache und Messkopf mittels eines Stel- 
lantriebs vor . 

Ein Zusatznutzen lasst sich dadurch erreichen, dass 
der Fahrweg des Messkopfs mittels einer Wegmessein- 



richtung zur Ermittlung eines Hohenprofils des Testob- 
jekts erfassbar ist, und dass die Wegmesseinrichtung 
einen Hohenprof ilspeicher zur Identif izierung des 
Testobjekts aufweist. 

Anstelle einer Abstandsregelung ist es auch denkbar, 
dass der Triangulationseinheit eine Auswerteeinheit 
zur Normierung der photometrischen Untersuchungsergeb- 
nisse nach MaSgabe des Abstandes zwischen Zieloberfla- 
che und Messkopf nachgeordnet ist, 

Eine weitere funktionale Vereinf achung wird dadurch 
erreicht, dass die Strahlungsquelle zugleich den 
Lichtsender und/oder der Strahlungsdetektor zugleich 
den Lichtempf anger der Triangulationseinheit bilden. 

In verf ahrensmafciger Hinsicht wird die vorstehend an- 
gegebene Aufgabe dadurch gelost, dass der Messabstand 
des Messkopfs zur Zieloberf lache mittels einer Trian- 
gulationseinheit auf der Basis optischer Triangulation 
beruhrungslos gepruft wird. Bevorzugterweise werden 
Abstandsanderungen gegenuber einem Sollabstand der 
Zieloberf lache uber eine entsprechende Lichtauslenkung 
auf einem Lichtempf anger der Triangulationseinheit er- 
f asst . Eine weitere vorteilhafte Verf ahrensweise sieht 
vor, dass der Messabstand mittels einer Regeleinrich- 
tung konstant gehalten wird. 
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Im folgenden wird die Erfindung anhand eines in der 
Zeichnung in schematischer Weise dargestellten Ausfuh- 
rungsbeispiels naher erlautert. Es zeigen: 

5 Fig. 1 ein Ref lexionsphotometer mit einer Triangulati- 
onseinheit zur Kontrolle des Messabstands in 
schaubildlicher Darstellung; 

Fig. 2 ein Blockschaltbild einer Generatorschaltung zur 
10 Impulsansteuerung eines Lichtsenders der Trian- 

gulationseinheit ; 

Fig. 3 ein Blockschaltbild einer mit der Triangulation- 
seinheit zusammenwirkenden Abstandsregeleinrich- 
15 tung; 

Fig. 4 ein Blockschaltbild eines Wegerf assungssystems 

zur Ermittlung eines Hohenprofils des untersuch- 
ten Testobjekts; und 

20 

Fig. 5 ein Zeitdiagramm von durch die Triangulations- 
einheit erfassten Lichtsignalen . 

Das in der Zeichnung dargestellte ref lexionsphotomet- 
25 rische Analysesystem besteht im wesentlichen aus einem 
Messkopf 10 zur ref lektometrischen Untersuchung der 
Zieloberf lache 12 eines analytischen Teststreif ens 14, 
einer Triangulationseinheit 16 zur Priifung bzw. Erf as- 
sung des Messabstands zwischen Messkopf 10 und Ziel- 
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oberflache 12 sowie einer Regeleinrichtung 18 zur Ein- 
stellung eines gleichbleibenden Messabstands . 

Wie aus Fig. 1 ersichtlich, weist der Teststreifen 14 
5 verschiedene Testf elder 20 auf , die dem Nachweis spe- 
zifischer Analyten in einer zu untersuchenden Korper- 
f lussigkeit , beispielsweise Urin oder Blut, dienen. Zu 
diesem Zweck lasst sich der Messkopf 10 an einem 
Schlitten 22 mittels eines Vorschubantriebs 24 in 

10 Streifenrichtung verfahren, wahrend der Photodetektor 
2 6 eines Photometers das von der Zieloberf lache 12 der 
Testf elder 20 reflektierte Licht erfasst. Dabei kann 
uber einen Stellantrieb 2 8 der Regeleinrichtung 18 ein 
gleichbleibender Messabstand zwischen Photodetektor 26 

15 und Zieloberf lache 12 der unterschiedlich dicken Test- 
f elder 20 eingestellt werden. Zur Erfassung des Ver- 
fahrwegs des Messkopf s 10 sind an den Drehspindeln der 
Antriebe 24 , 28 drehrichtungsempf indliche Winkelgeber 
30, 32 angeordnet . Diese liefern bei einer Drehbewe- 

2 0 gung Zahlimpulse, aus welchen sich entsprechend der 
Spindelsteigung ein Linearweg errechnen lasst. 

Die Triangulationseinheit 16 weist einen Lichtsender 
34 auf, der zugleich die Strahlungsquelle 36 fur die 
25 ref lektometrische Messung bildet. Der Lichtsender 34 
umfasst eine Halbleiterdiode 3 8 als Lichtquelle und 
eine Kollimatoroptik 40 zur Erzeugung eines in Rich- 
tung einer Einf allsachse 42 auf die Zieloberf lache 12 
gerichteten Lichtbundels . 



Zur Erfassung des von der Zieloberf lache 12 reflek- 
tierten Lichtbundels besitzt die Triangulationseinheit 
16 einen Lichtempf anger 48, der durch eine Sammeloptik 
44 und einen aus zwei Einzeldioden 46 bestehenden Dop- 
peldiodensensor gebildet ist. Die Sammeloptik 44 defi- 
niert mit ihrer optischen Achse eine Empf angsachse 50, 
die sich mit der Einf allsachse 42 in einem Referenz- 
punkt 52 schneidet, wodurch eine Sollposition der 
Zieloberf lache 12 bestimmt ist. Die Einzeldioden 46 
sind symmetrisch zur Empf angsachse 50 seitlich neben- 
einander angeordnet und weisen mit ihrer Empf angerf la- 
che gegen die Zieloberf lache 12, so dass in der Soil- 
position beide Einzeldioden 46 gleich stark beleuchtet 
sind. Bei einer Bewegung aus der Sollposition heraus 
wandert entsprechend der Fokus des empfangenen Licht- 
bundels quer zur Empf angsachse 50 in der durch die 
Einf alls- und Empf angsachse auf gespannten Ebene, und 
somit wird eine der Einzeldioden 46 starker als die 
andere beleuchtet. Der Beleuchtungsunterschied ent- 
spricht dabei der Ab st and sande rung . 

Wie in Fig. 2 veranschaulicht , ist die Lichtquelle 38 
mittels einer Generatorschaltung impulsformig ansteu- 
erbar. Diese umfasst eine Modulationsstuf e 54 zur Be- 
stimmung der Pulsintervalle , einen Flankengenerator 56 
zur Erzeugung von exponentiell abfallenden Lichtim- 
pulsflanken und einen Spannungs- Strom- Wandler 58 zur 
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Stromversorgung der Lichtquelle 38, wobei die Lichtin- 
tensitat dem Verlauf der Stromimpulse folgt. 

Wie in Fig. 3 gezeigt, sind die Ausgangssignale des 
5 Lichtempf angers 3 4 uber eine nachgeordnete Signalver- 
arbeitungsschaltung 6 0 im Sinne einer weiter unten na- 
her beschriebenen Abstandskontrolle auswertbar. Zu 
diesem Zweck sind die Einzeldioden 46 uber jeweils ei- 
nen Strom- Spannungswandler 62 und einen Schwellwert- 

10 Komparator 64 mit einem Zeitgeber 66 und einem Phasen- 
vergleichsglied 6 8 verbunden. Eine nachgeordnete In- 
tegratorstufe 70 setzt die Zeitdif f erenz der einem 
Lichtimpuls zugeordneten Komparatorsignale vorzeichen- 
richtig in ein entsprechendes Spannungs signal urn. Die- 

15 ses kann als Stellsignal einer analogen Verstarkerstu- 
fe 72 zur Ansteuerung des Stellantriebs 2 8 zugefuhrt 
werden. Auf diese Weise bildet die in Fig. 3 gezeigte 
Schaltung die Regeleinrichtung 18, welche bei der Ver- 
messung der verschiedenen Testf elder 2 0 die Einhaltung 

2 0 der Ref erenzposition bzw. einen vorgegebenen Messab- 
stand sicherstellt . 

Das in Fig. 4 gezeigte Wegerf assungssystem 74 ermog- 
licht es, den Teststreifen 14 anhand des Hohenprofils 
25 seiner Testf elder 20 zu identif izieren . Hierfur werden 
die Zahlimpulse der Winkelgeber 30, 32 in einem Mikro- 
controller 76 gezahlt, urn die momentane Stellung bzw. 
den Verfahrweg des Messkopfs 10 ausgehend von einer 
Ausgangsposition zu bestimmen. Aufgrund der Abstands- 
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regelung ergibt sich bei Betatigung des Vorschuban- 
triebs 24 ein Hohenverlauf , der mit hinterlegten Daten 
in einem Hohenprof ilspeicher 78 verglichen werden 
kann, urn gegebenenf alls uber die Gultigkeit der Mes- 
5 sung zu entscheiden. 

Allgemein beruht eine Distanzmessung durch Triangula- 
tion auf dem Vergleich von ahnlichen Dreiecken, die 
entsprechend dem Strahlengang als Obj ekt-Dreieck zwi- 

10 schen Objekt und Sammellinse und als Bild-Dreieck zwi- 
schen Sammellinse und Empf anger ausgespannt werden. 
Erf indungsgemaS ist das Verfahren auf relative Messun- 
gen gegenuber einer Ref erenzebene beschrankt, wobei 
durch eine Abstandsanderung der Abb il dung spunk t des am 

15 Testobjekt (diffus) ref lektierten Nachweislichts auf 
der Empf angerf lache entsprechend ausgelenkt wird. Die 
raumliche Auslenkung kann durch die Impulsmodulation 
des Nachweislichts auf eine Zeitmessung zurtickgef uhrt 
werden, wobei aufgrund des exponentiellen Intensitats- 

2 0 verlaufs Toleranzen im optischen Wirkungsgrad des MeS- 
systems weitgehend ohne Einfluss bleiben. 

Zur weiteren Veranschaulichung dieser Wirkungsweise 
ist in Fig. 5 der zeitliche Verlauf der Empf angersig- 
25 nale der Einzeldioden 46 fur den Fall eines ersten Re- 
f lektionsfaktors der Zieloberf lache 12 (durchgezogene 
Kurven) und eines auf die Halfte reduzierten zweiten 
Ref lektionsfaktors (gestrichelte Kurven) gezeigt. Da- 
bei ist eine Abweichung von der Ref erenzposition ange- 
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nommen, die zu einer unsymmetrischen Beleuchtung der 
Einzeldioden 4 6 und entsprechend zu unterschiedlichen 
Anfangsamplituden f uhrt . Bei mit einer abfallenden 
e-Funktion modulierter Beleuchtungsstarke ergeben sich 
5 fur den Schwellwert I TH der Komparatoren 64 verschiede- 
ne Trigger zeitpunkte, deren Zeitdif f erenz At mittels 
des Zeitgebers 66 erfasst wird. Die Richtung der Ab- 
standsanderung wird dabei fiber die zeitliche Reihen- 
folge der Triggersignale in dem Phasenvergleichsglied 

10 68 ermittelt. Wie sich aus Fig. 5 anschaulich ergibt, 
sind fur beide Ref lektionsf aktoren die Zeitintervalle 
At gleich groS. Mathematisch lasst sich zeigen, dass 
in der Umgebung des Sollabstandes die Zeitdif f erenz At 
unabhangig vom Ref lektionsf aktor und weitgehend linear 

15 abhangig von der Ab st and sande rung Ah ist. Somit wird 

durch die vorstehend beschriebene Anordnung ein robus- 
ter Regler mit gutem Regelverhalten geschaffen. 
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Patentanspriiche 

1 . Ref lexionsphotometrisches Analysesystem mit einem 
eine Strahlungsquelle (3 6) und einen Strahlungsde- 
tektor (26) umfassenden Messkopf (10) zur reflekto- 
metrischen Untersuchung einer im Abstand von dem 
Messkopf (10) angeordneten Zieloberf lache (12) ei- 
nes Testobjekts (14), insbesondere eines Teststrei- 
fens fur Korperf lussigkeiten wie Urin oder Blut, 
gekennzeichnet durch eine auf der Basis optischer 
Triangulation arbeitende Triangulationseinheit (16) 
zur beruhrungslosen Prufung des Abstandes des Mess- 
kopfs (10) zur Zieloberf lache (12) . 

2. Analysesystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Triangulationseinheit (16) einen in 
einer Einf allsachse (42) auf die Zieloberf lache 
(12) gerichteten Lichtsender (34) und einen in 
Richtung einer Empf angsachse (50) gegen die Ziel- 
oberflache (12) weisenden Lichtempf anger (48) auf- 
weist . 

3. Analysesystem nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Einfalls- und Empf angsachse (42,50) 
sich in einem Ref erenzpunkt (52) unter einem vorge- 
gebenen Winkel schneiden, wobei der Ref erenzpunkt 
(52) eine Sollposition der Zieloberf lache (12) de- 

f iniert . 
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Analysesystem nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Einfalls- und Empf angsachse 
(42,50) gegenuber einem Lot auf der Zieloberf lache 
(12) unterschiedliche Winkel einschlieSen . 

Analysesystem nach einem der Anspruche 2 bis 4, da 
durch gekennzeichnet, dass der Lichtempf anger (48) 
einen quer zur Empf angsachse (50) ortsauf losenden 
Sensor, insbesondere einen PSD-Sensor, CCD-Sensor 
oder Mehrelement-Diodensensor (46) aufweist. 

Analysesystem nach einem der Anspruche 2 bis 5, da 
durch gekennzeichnet, dass der Lichtempf anger (48) 
als Doppelsensor zwei vorzugsweise symmetrisch zur 
Empf angsachse (50) seitlich nebeneinander angeord- 
nete Einzelsensoren (46) aufweist. 

Analysesystem nach einem der Anspruche 2 bis 6, da 
durch gekennzeichnet , dass der Lichtempf anger (48) 
eine mit ihrer optischen Achse die Empf angsachse 
(50) definierende Sammeloptik (44) zur Bundelung 
des von der Zieloberf lache (12) ref lektierten 
Lichts aufweist. 

Analysesystem nach einem der Anspruche 2 bis 7, da 
durch gekennzeichnet, dass der Lichtsender (34) ei 
ne Lichtquelle (38) , insbesondere eine Punktlicht- 
quelle und eine mit ihrer optischen Achse die Ein- 
fallsachse (42) definierende Kollimatoroptik (40) 



zur Erzeugung eines auf die Zieloberf lache (12) 
auf tref fenden Lichtbundels aufweist. 

Analysesystem nach einem der Anspruche 2 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, dass der Lichtsender (34) ei- 
ne Modulationsstufe (54) zur zeitlich veranderli- 
chen, vorzugsweise impulsf ormigen Ansteuerung einer 
Lichtquelle (38) aufweist. 

Analysesystem nach einem der Anspruche 2 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, dass der Lichtsender (34) ei- 
nen Flankengenerator (56) zur Erzeugung von nicht- 
linear, vorzugsweise exponentiell ansteigenden oder 
abfallenden Lichtimpulsen aufweist. 

Analysesystem nach einem der Anspruche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Triangulationsein- 
heit (16) eine Signalverarbeitungsschaltung (60) 
zur Ermittlung von Abstandsanderungen gegenuber ei- 
ner Referenzposition der Zieloberf lache (12) auf- 
weist . 

Analysesystem nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Signalverarbeitungsschaltung 
(60) einen Komparator (64) und einen Zeitgeber (66) 
zur Bestimmung des zeitlichen Abstands vorgegebener 
Signalamplituden von Ausgangssignalen der Triangu- 
lationseinheit (16) aufweist. 
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13. Analysesystem nach einem der Anspruche 1 bis 12, 
gekennzeichnet durch eine mit der Triangulation- 
seinheit (16) zusammenwirkende Regeleinrichtung 
(18) zur Einstellung einer vorgegebenen Abstandes 
5 zwischen Zieloberf lache (12) und Messkopf (10) mit- 

tels eines Stellantriebs (28) . 



14. Analysesystem nach einem der Anspruche 1 bis 13, 

dadurch gekennzeichnet, dass der Fahrweg des Mess- 
10 kopfs (10) mittels einer Wegmesseinrichtung (74) 

zur Ermittlung eines Hohenprofils des Testobjekts 
(14) erfassbar ist. 



15. Analysesystem nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
15 zeichnet, dass die Wegmesseinrichtung (74) einen 

Hohenprof ilspeicher (78) zur Identif izierung des 
Testobjekts (14) aufweist. 



16. Analysesystem nach einem der Anspruche 1 bis 15, 

2 0 gekennzeichnet durch eine der Triangulationseinheit 

(16) nachgeordnete Auswerteeinheit zur Normierung 
der photometrischen Untersuchungsergebnisse nach 
Mategabe des Abstandes zwischen Zieloberf lache (12) 
und Messkopf (10) . 

25 

17. Analysesystem nach einem der Anspruche 2 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlungsquelle 
(36) zugleich den Lichtsender (34) und/oder der 



- 17 - 



Strahlungsdetektor (26) zugleich den Lichtempf anger 
(48) der Triangulationseinheit (16) bilden. 

Verfahren zur ref lektometrischen Untersuchung einer 
im Abstand von einem Messkopf (10) angeordneten 
Zieloberf lache (12) eines Testobjekts (14), insbe- 
sondere eines Teststreif ens fur Korperf lussigkeiten 
wie Urin oder Blut, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Messabstand des Messkopfs (10) zur Zieloberfla- 
che (12) mittels einer Triangulationseinheit (16) 
auf der Basis optischer Triangulation gepruft wird. 

Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, 
dass Abstandsanderungen gegeniiber einem Sollabstand 
der Zieloberf lache (12) uber eine entsprechende 
Lichtauslenkung auf einem Lichtempf anger (48) der 
Triangulationseinheit (16) erfasst werden. 

Verfahren nach Anspruch 18 oder 19, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Messabstand mittels einer Re- 
geleinrichtung (18) konstant gehalten wird. 
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Zusammenf assung 

Ref lexion sphotometrisches Analvsesvstem 

5 Die Erfindung betrifft ein ref lexionsphotometrisches 
Analyse system mit einem eine Strahlungsquelle (36) und 
einen Strahlungsdetektor (26) umfassenden Messkopf 
(10) zur ref lektometrischen Untersuchung einer im Ab- 
stand von dem Messkopf (10) angeordneten Zieloberfla- 

10 che (12) eines Testobjekts (14), insbesondere eines 
Teststreifens fur Korperf liissigkeiten wie Urin oder 
Blut. Um eine Kontrolle bzw. Regulierung des Messab- 
stands zu ermoglichen, wird eine auf der Basis opti- 
scher Triangulation arbeitende Triangulationseinheit 

15 (16) zur beruhrungslosen Abstandespriif ung vorgeschla- 
gen. 



(Fig. l) 
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